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Аннотация – Обоснование. Анализ результатов использования различных машин и механизмов в народном хозяйстве 
показал, что шероховатость микрорельефа их рабочих поверхностей во многом определяет надежность и долговечность 
при их эксплуатации. В связи с этим исследование и разработка современных новых методов измерения шероховатости 
микрорелефа являются актуальной задачей в настоящее время. Цель. Целью работы стали исследование и разработка 
оптико-электронного метода, алгоритмов и программного обеспечения для цифровой обработки изображений исследуемых 
поверхностей для измерения шероховатости их микрорельефов непосредственно в ходе выполнения технологического 
процесса. Методы. Метод основан на компьютерной обработке изображений исследуемых микрорельефов, в результате 
которой определяются параметры шероховатости этих микрорельефов. С этой целью для полутоновых изображений 
микрорельефов эталонных образцов с измеренными гостовскими методами параметрами шероховатости вычисляются 
двухмерные корреляционные функции. Для этих функций рассчитываются средние амплитуды Uср переменных 
составляющих корреляции и строится аналитическая зависимость гостовского параметра шероховатости Ra от Uср. Для 
изображения исследуемого микрорельефа с неизвестными параметрами шероховатости также определяется переменная 
составляющая двухмерной корреляционной функции Uср и по полученной зависимости Ra = f(Uср) находится среднее 
арифметическое отклонение профиля от средней линии Ra для исследуемого микрорельефа. Результаты. Установлен 
мультипликативный характер функции влияния, искажающей результаты измерения шероховатости микрорельефов 
непосредственно по амплитуде видеосигнала. Предложен новый оптико-электронный метод измерения параметров 
шероховатости микрорельефов механически обработанных поверхностей, который базируется на цифровой обработке их 
полутоновых изображений. В результате такой обрабоки вычисляется двумерная корреляционная функция, параметры 
которой и служат для идентификации исследуемого микрорельефа и тем самым для измерения его шероховатости. 
Приведены результаты применения этого метода для измерения параметров шероховатости поверхнсти лопатки 
компрессора газотурбинного двигателя. Заключение. Показана перспективность применения оптико-электронного 
метода и цифровой обработки изображений микрорельефов механически обработанных поверхностей с целью 
оперативного измерения их параметров шероховатости. Разработан алгоритм вычисления двумерной корреляционной 
функции, которая характеризует исследуемый микрорельеф и по характеристикам которой возможно его идентифицировать, 
то есть измерить его шероховатость. При этом также устраняется негативное влияние побочных неинформативных 
факторов на результаты измерения параметров микрорельефа, в частности колебаний мощности светового потока и 
угла его падения на исследуемую поверхность. Приведены результаты применения разработанного оптико-электронного 
метода для измерения параметров шероховатости участков поверхности лопатки компрессора газотурбинного двигателя, 
которые идентичны результатам измерения их шероховатости гостовскими профильными методами.
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Введение
Необходимость дальнейшего повышения техни-

ческого уровня машиностроительной продукции, 
надежности и долговечности выпускаемых изде-
лий, улучшения эффективности систем контроля 
качества этих изделий предусмотрена в основных 
направлениях социально-экономического разви-
тия Российской Федерации [1; 2]. При этом много-
численными исследованиями установлено суще-
ственное, а в некоторых случаях и определяющее 
воздействие микрорельефа (микрогеометрии, ше-
роховатости) рабочих поверхностей различных де-
талей машин и механизмов на надежность и дол-

говечность при эксплуатации [3; 4], то есть на их 
качество. В частности, от микрогеометрических 
характеристик микрорельефа зависят усталост-
ная прочность деталей, контактная жесткость, со-
противление износу трущихся поверхностей, кор-
розионная стойкость и ряд других характеристик. 
В связи с этим получение достоверной информа-
ции современными измерительными средства-
ми о состоянии микрогеометрии поверхностного 
слоя промышленных изделий в реальном масшта-
бе времени является необходимым условием для 
определения мер по повышению качества выпу-
скаемой машиностроительной продукции.
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В настоящее время для измерения параметров 
шероховатости микрорельефов рабочих поверх-
ностей промышленных изделий широкое приме-
нение в машиностроении находят контактные и 
бесконтактные методы. Контактные профильные 
методы предполагают использование профило-
графов-профилометров, в которых щуп с алмазной 
иглой перемещается по исследуемой поверхности. 
Колебания этого щупа в виде профилограммы в 
результате его перемещения по исследуемой по-
верхности служат первичной информацией, на ос-
нове которой подсчитываются параметры шеро-
ховатости микрорельефа согласно ГОСТ Р ИСО 
4287-2014 [5]. Однако такими методами можно 
измерить параметры только профиля микроре-
льефа для отдельных его участков и только в лег-
ко доступных местах изделий, имеющих простые 
плоские поверхности. Кроме того, процесс снятия 
профилограммы занимает значительное время 
(несколько минут) и не позволяет оперативно из-
мерять параметры шероховатости в ходе выполне-
ния технологического процесса.

В дополнение к профильным методам в ма-
шиностроении широкое применение находят и 
оптические средства для оценки параметров ше-
роховатости микрорельефа [5‒7]. Однако давно 
известные оптико-электронные методы, такие 
как методы светового сечения, теневой проекции, 
растровый, интерференционный и рефлектоме-
трические, требуют применения специализиро-
ванных микроскопов и повышенных требований 
к стабильности светового потока, падающего на 
исследуемую поверхность. Отмеченная особен-
ность относится и к методам конфокальной ми-
кроскопии, используемой для получения 3D-изо
бражений исследуемых микрорельефов. По этой 
причине эти методы и соответствующая аппара-
тура используются, как правило, только в лабора-
ториях и для выборочного контроля промышлен-
ных изделий. Таким образом, возникает важная 
научная проблема, заключающаяся в разработке 
нового подхода к созданию средств оперативного 
бесконтактного контроля микрорельефа поверх-

ностей промышленных изделий портативными 
мобильными видеокамерами. При этом важным 
требованием к таким средствам контроля должна 
быть обязательная их применимость непосред-
ственно в производственных условиях в ходе тех-
нологического процесса.

1. Инструментальные  
и программные средства

Для устранения отмеченных выше недостатков 
существующих средств измерения параметров 
шероховатости микрорельефов был разработан 
оптико-электронный измерительный комплекс 
(ОЭИК), который включал в себя инструменталь-
ный микроскоп Crystallite ST-60 (80Х) (Россия), 
оборудованный цифровой видеокамерой Com
putar ZC-F11CH3 (Computar, Япония), и персо-
нальную ЭВМ. Для изучения влияния геометриче-
ских характеристик микрорельефа на параметры 
его изображения были изготовлены эталонные 
стальные образцы с различной шероховатостью 
поверхности. Ввод изображений исследуемых  
микрорельефов эталонных образцов с видеокаме-
ры в компьютер, их дальнейший анализ были осу-
ществлены с помощью специально разработанного 
программного обеспечения средствами языка Py-
thon. Измерение шероховатости микрорельефов 
выполнялось с помощью профилометра SJ-201P 
(Mitutoyo, Япония). Измерение освещенности ис-
следуемой поверхности производилось люксме-
тром марки 1016М. Мощность светового потока Ф 
(в люменах) определялась с помощью известного 
соотношения ,E SΦ = ×  где E – освещенность, из-
меряемая в люксах. Оптико-электронная система 
комплекса была настроена таким образом, что 
анализируемая поверхность эталонных образцов 
имела размер ,×3 2 5  мм. Световой поток мощно-
стью −⋅ 3600 10  лм падал на исследуемую поверх-
ность под углом 45°. Оптико-электронная система 
измерительного комплекса была настроена таким 
образом, что анализируемая поверхность эталон-
ных образцов имела размер ,×3 2 5  мм, а формат 

Рис. 1. Изображения эталонных образцов с заданным микрорельефом
Fig. 1. Images of reference samples with a given microrelief



51
2025. Т. 28, № 2. С. 49–57	 Физика волновых процессов и радиотехнические системы
2025, vol. 28, no. 2, pp. 49–57	 Physics of Wave Processes and Radio Systems

видеокадра ,K K×1 2  записываемого в память ком-
пьютера, составлял ×320 240  пикселей.

2. Результаты исследований
Полученные изображения исследуемых микро-

рельефов поверхностей эталонных образцов с 
помощью ОЭИК приведены на рис. 1. При этом 
микрорельеф образцов 1 и 2 был сформиро-
ван шлифованием, а микрорельеф образцов 3 и 
4 ‒ полированием.

Определенные с помощью профилометра SJ-
201P параметры шероховатости Ra микрорелье-
фов поверхностей образцов 1–4 составили 0,13; 
0,084; 0,048; 0,025 мкм соответственно [5]. Как вид-
но из приведенного рис. 1, изображения текстур 
микрорельефов существенно отличаются друг 
от друга, при этом ориентация текстуры в вер-
тикальном направлении полностью исчезает для 
более гладких поверхностей, полученных поли-
рованием. Отмеченная особенность в изменении 
характера изображений может свидетельствовать 
об усилении влияния случайной компоненты по 
отношению регулярной компоненте при изготов-
лении микрорельефов с более меньшими высот-
ными параметрами.

Характерные видеосигналы по строке видео-
кадра изображений исследуемых микрорельефов 
приведены на рис. 2. Как видно из рис. 2, суще-

ственное влияние микрорельеф поверхностей 
оказывает на переменную составляющую видео-
сигнала Uср, которая уменьшается с уменьшением 
шероховатости поверхности, то есть наблюдается 
функциональная зависимость ñð ).(Ra f U=  Следо-
вательно, для этой зависимости по эксперимен-
тальным данным можно построить аналитиче-
скую зависимость и по значению Uср с заданной 
вероятностью можно идентифицировать (распо

Рис. 2. Видеосигналы, отображающие микрорельефы эталонных образцов
Fig. 2. Video signals displaying microreliefs of reference samples

Рис. 3. Зависимость средней амплитуды переменной составля-
ющей видеосигнала от мощности опорного светового потока 
Φ0  для поверхностей с различной шероховатостью: 1 – Ra =  
= 0,13 мм; 2 – Ra = 0,084 мм; 3 – Ra = 0,048 мм; 4 – Ra = 0,025 мм
Fig. 3. Dependence of the average amplitude of the variable com-
ponent of the video signal on the power of the reference luminous 
flux Φ0  for surfaces with different roughness: 1 – Ra = 0,13 μm;  
2 – Ra = 0,084 μm; 3 – Ra = 0,048 μm; 4 – Ra = 0,025 μm
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знавать) различные микрорельефы и тем самым 
измерять значение Ra.

Для подтверждения этого вывода в работе были 
выполнены исследования влияния мощности 
опорного светового потока на Uср. Результаты вы-
полненных исследований представлены на рис. 3.

Примем за номинальное значение светово-
го потока величину í

−Φ = ⋅ 3
0 600 10  лм, а для ве-

личин min ,Φ0  maxΦ0  – значения −⋅ 3200 10  лм и 
−⋅ 31000 10  лм соответственно. Выбранный диапа-

зон значений вполне соответствует рабочим зна-
чениям светового потока, встречающимся в про-
изводственных условиях. Отмеченные изменения 
этого потока могут происходить по разным причи-
нам, например вследствие колебаний напряжения 
питания источников света, изменения прозрач-
ности атмосферы на рабочем месте при выпол-
нении технологического процесса изготовления 
изделия, неконтролируемых бликов на исследуе-
мой поверхности от посторонних источников све-
та и т. п. Эти непредусмотренные воздействия на 
освещенность исследуемой поверхности можно 
охарактеризовать с помощью функции влияния 
fвл. Согласно ГОСТ 8.009 − 72 «Нормируемые ме-
трологические характеристики. Средства измере-
ния», функция влияния – это зависимость изме-
нений метрологической характеристики средств 
измерений от изменений влияющих величин или 
неинформативных параметров входного сигнала в 
пределах рабочих условий эксплуатации.

Для определения доминирующего характера 
функции влияния были вычислены отношения ве-
личин Uср для разных значений Ra при значениях 
светового потока min ,Φ0  í,Φ0  max.Φ0  Обозначив 
эти отношения как 
K1,2 = Uср(Ra=0,13мкм) / Uср(Ra=0,084мкм), 
K1,3 = Uср(Ra=0,13мкм) / Uср(Ra=0,048мкм), 
K1,4 = Uср(Ra=0,13мкм) / Uср(Ra=0,025мкм), 
K2,3 = Uср(Ra=0,084мкм) / Uср(Ra=0,048мкм), 
K2,4 = Uср(Ra=0,048мкм) / Uср(Ra=0,025мкм), 
K1,4 = Uср(Ra=0,48мкм) / Uср(Ra=0,025мкм),

получим их соответствующие значения: при свето-
вом потоке minΦ0 K1,2 = 1,54, K1,3 = 3,81, K1,4 = 6,65, 
K2,3 = 2,44, K2,4 = 4,32, K3,4= 1,72; при световом пото-
ке íΦ0  K1,2 = 1,59, K1,3 = 3,82, K1,4 = 6,59, , K2,3 = 2,41, 
K2,4 = 4,1 и K3,4 = 1,7; при световом потоке maxΦ0  
K1,2 = 1,61, K1,3 = 3,85, K1,4 = 6,24, K2,3 = 2,38, K2,4 =  
= 3,95, и K3,4 = 1,68. Полученные значения указанных 
отношений позволяют обоснованно утверждать, 
что функция влияния нестабильности опорного 

светового потока и, соответственно, дополнитель-
ная погрешность, вызываемая действием данного 
оптического фактора, имеют мультипликативный 
характер. При этом ошибки в определении вы-
сотных параметров исследуемого микрорельефа 
могут достигать ∼10 % при изменении мощности 
светового потока в рабочих пределах. Далее были 
выполнены исследования влияния изменений 
угла падения светового потока в пределах от 10° 
до 80° на результат измерения Uср, которые так-
же показали мультипликативный характер функ-
ции влияния. Ошибки от изменения угла падения 
светового потока в указанном диапазоне приводят 
к ошибкам в определении высотных параметров 
микрорельефа до 30 %. Таким образом, прове-
денными исследованиями было установлено, что 
мультипликативная функция влияния носит дву-
мерный характер âë( ), .f ∆Φ ∆α

Для устранения негативного влияния âë( ),f ∆Φ ∆α  
на результаты измерения высотных параметров 
микрорельефов был выполнен анализ структур-
ных методов, используемых для компенсации по-
грешностей измерения [8]. Анализ показал пер-
спективность использования логометрического 
метода. Однако логометрирование предусматри-
вает введение в состав измерительной системы 
(ИС) дополнительного осветительного канала, 
второй ПЗС-матрицы и эталонного микрорелье-
фа, что существенно усложняет ИС. В работе пред-
ложен математический метод коррекции допол-
нительной погрешности на основе использования 
отношения двух функционалов

µ µý ý( ( ) ( ( )/ , , ,) ,i i i iG U X G U X i r= …1 2 1 	 (1)

в котором одинаковые мультипликативные ком-
поненты числителя и знаменателя âëf = ( ),f ∆Φ ∆α  
сокращаются. В этом соотношении ýiU  означает 
i-й выход ПЗС-матрицы, а µiX  – i-й элемент по-
верхности микрорельефа. Реализация отноше-
ния  (1) не ведет к увеличению габаритов ИС, так 
как в функционалах будет использован один и тот 
же набор величин ý .iU  Сущность же метода опре-
деления параметров исследуемого микрорельефа 
заключается в сравнении изображения микроре-
льефа исследуемой поверхности с изображения-
ми микрорельефов эталонных поверхностей, для 
которых заранее определены параметры шерохо-
ватости по стандартным методикам, например, 
с  помощью профилометра. В результате сравне-
ния с заданной вероятностью определяется соот-
ветствие изображения микрорельефа эталонной 
поверхности изображению микрорельефа иссле-
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дуемой поверхности. Для определения критерия 
сравнения был выполнен анализ известных циф-
ровых методов обработки изображений [9; 10]. 
Установлено, что для такого критерия может быть 
использован отклик согласованного с сигналом 
двумерного пространственного фильтра

( , ) ( , )
k k

y n n u k k
∞ ∞

=−∞ =−∞

= ×∑ ∑
1 2

1 2 1 2 	 (2)

[ ( ), ( )],x k n n k n n× − − − −1 1 01 2 2 02

который представляет собой двумерную свертку 
сигнала ( , )u k k1 2  и импульсной характеристики 
фильтра [ ( ),x k n n− −1 1 01  ( )].k n n− −2 2 02  При этом 
выходной сигнал фильтра ( , )y n n1 2  будет пропор-
ционален автокорреляционной функции двумер-
ного входного сигнала и будет достигнуто макси-
мальное отношение сигнала к помехе на выходе 
фильтра. Для вычисления автокорреляционной 
функции был разработан метод обработки изо-
бражения анализируемой поверхности, представ-
ленный на рис. 4.

В исходном полутоновом кадре формата K K×1 2  
пикселей, начиная с первой строки, выделяется 
полоса шириной в N2 пикселей. По центру этой 
полосы задается эталон размером N N×1 2  пиксе-
лей. Затем эталон, начиная с крайней левой по-
зиции, перемещается по выделенной полосе с ша-
гом в 1 пиксель. При каждом совмещении эталона 

( , )u n n1 2  и текущего фрагмента полутонового изо-
бражения ( , )x n n1 2  подсчитывается коэффициент 
корреляции по известной формуле [9; 10]

( , )xyr k k =1 2 	 (3)

( ( , ) )( ( , ) )

,

N N

u x
n n

u n n m x n k n k m
− −

= =

− − − −

=
σ σ

∑ ∑
1 2

1 2

1 1

1 2 1 1 2 2
0 0

1 2

где ( , )n n1 2  – индексы элементов в окне эталона; 
( , )k k1 2  – координаты эталона внутри зоны поис-
ка ,K K×1 2  а σ1  и σ2  − средние квадратические 
отклонения величин ( , )u n n1 2  и ( , )x n n1 2  от их ма-
тематических ожиданий mu и mx соответственно. 
После вычисления коэффициентов корреляции 
в первой полосе задается следующая полоса того 
же формата, что и предыдущая, но смещенная 
вниз на один пиксель. В этой полосе по центру 
задается новый эталон с теми же размерами, что 
и предыдущий, и выполняются те же самые дей-
ствия и т. д. После обработки всего изображения 
в запоминающем устройстве будет сформирована 
матрица M M×1 2  коэффициентов корреляции или 
двумерная автокорреляционная функция. Ана-
лизируя выражение (3), можно отметить, что его 
числитель и знаменатель будут подвержены муль-
типликативному воздействию функции влияния 

âëf = ,( ):f ∆Φ ∆α

, âë( , ) ( ( , ) ) ( , )
N N

x y u
n n

r k k u n n m f
− −

= =

= − ∆Φ ∆α ×∑ ∑
1 2

1 2

1 1

1 2 1 2
0 0

	 (4)

âë( ( , ) ) ( , ) /xx n k n k m f× − − − ∆Φ ∆α1 1 2 2

âë âë/ [ ( , ) ( , )].f fσ ∆Φ ∆α σ ∆Φ ∆α1 2

Как видно из приведенного выражения (4), его 
структура соответствует структуре выражения (1) 
и функции влияния сокращаются. Следовательно, 
функция (3) обладает искомым компенсационным 

Рис. 4. Схема формирования и перемещения эталона
Fig. 4. Scheme of formation and movement of the standard
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свойством для устранения дополнительной по-
грешности, возникающей при оценке параметров 
микрорельефа по видеосигналу. Для подтверж-
дения полученного теоретического положения о 
компенсации функции влияния математическими 
методами были выполнены исследования влия-
ния изменений мощности светового потока и угла 
его падения на переменную составляющую кор-
реляционной функции. Результаты исследований 
для эталона с форматом 64 × 64 пикселя приведе-
ны на рис. 5.

Как видно из приведенных данных, значение 
амплитуды переменной составляющей автокор-
реляционной функции остается постоянным при 
изменении мощности светового потока и угла его 
падения на исследуемую поверхность в исследуе-
мых диапазонах их изменений. Для зависимости 
Ra = f(Ucp) методом наименьших квадратов было 
определено аналитическое выражение в виде

cp, ,aR U= +0 0069 0 0014  мкм.	 (5)

Таким образом, приведенные результаты ис-
следований подтверждают выдвинутые теоре-

тические выводы о компенсации негативного 
воздействия функции влияния на определение 
параметров микрорельефа исследуемой поверх-
ности при использовании рассмотренной выше 
корреляционной обработки его изображения.

3. Применение корреляционного 
метода к промышленным изделиям

Рассмотренный корреляционный метод оцен-
ки структур микрорельефов был применен для 
измерения шероховатости по параметру Ra поли-
рованных поверхностей пера лопаток 12-й ступе-
ни компрессора газотурбинного двигателя (ГТД). 
Внешний вид лопатки приведен на рис. 6.

Обработка результатов эксперимента показа-
ла, что значения Uср автокорреляционной функ-
ции, вычисленное по 30 изображениям, снятым 
с разных участков поверхности спинки лопатки, 
изменялось в пределах Uср = 10,1…14,7 отн. еди-
ниц. Подстановка найденных значений Uср в фор-
мулу  (5) определила, что в этом случае значение 
параметра Ra исследуемой поверхности лопатки 
изменяется в пределах Ra = 0,07…0,1 мкм, что отве-
чает техническим требованиям, предъявляемым к 
качеству данной поверхности.

Заключение

В статье рассмотрен оптико-электронный ме-
тод определения параметров шероховатости ми-
крорельефов механически обработанных поверх-
ностей, формируемых операциями шлифования 
и полирования. Метод основан на цифровой об-
работке полутоновых изображений исследуемых 
микрорельефов, полученных обычными порта-
тивными видеокамерами. Сама обработка заклю-

Рис. 5. Зависимость средней амплитуды переменной составляющей автокорреляционной функции от мощности опорного  
светового потока Φ0  и угла его падения на исследуемую поверхность: 1 – Ra = 0,13 мкм; 2 – Ra = 0,084 мкм; 3 – Ra = 0,048 мкм;  
4 – Ra = 0,025 мкм
Fig. 5. Dependence of the average amplitude of the variable component of the autocorrelation function on the power of the reference light 
flux Φ0  and the angle of its incidence on the surface under study: 1 – Ra = 0,13 μm; 2 – Ra = 0,084 μm; 3 – Ra = 0,048 μm; 4 – Ra = 0,025 μm

Рис. 6. Лопатка 12-й ступени компрессора: ГТД
Fig. 6. Compressor Stage 12 Blade: GTE
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чалась в вычислении двумерной корреляционной 
функции, которая характеризует индивидуальные 
особенности исследуемого микрорельефа и опре-
деляет функциональную зависимость параметра 
Ra от средней амплитуды переменной составля

ющей этой функции Uср. Для этой зависмости 
методом наименьших квадратов получено анали-
тическое выражение, которое было использова-
но при определении параметра Ra для различных 
участков поверхности лопатки компрессора ГТД.
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Abstract – Background. The analysis of the results of the use of various machines and mechanisms in the national economy 
has shown that the roughness of the microrelief of their working surfaces largely determines the reliability and durability of 
their operation. In this regard, the study and development of modern new methods for measuring the roughness of a microrelief 
is an urgent task at present. Aim. The purpose of the work is to study and develop an optoelectronic method, algorithms and 
software for digital processing of images of microreliefs of the surfaces under study to measure their roughness directly during 
the technological process of their manufacture. Methods. The method is based on computer processing of images of the studied 
microreliefs, as a result of which the roughness parameters of these microreliefs are determined. For this purpose, two-dimensional 
correlation functions are calculated for halftone images of microreliefs of reference samples, with certain GOST methods and 
roughness parameters. For these functions, the average amplitudes Ucp of the variable components of the correlation coefficients 
are calculated and the analytical dependence of the GOST roughness parameter Ra on Ucp is constructed. To depict the studied 
microrelief with unknown roughness parameters, the variable component of the two-dimensional correlation function is also 
determined, and the arithmetic mean deviation of the profile from the middle line Ra is found based on the obtained dependence 
Ra = f(Ucp). Results. A new optoelectronic method for measuring the roughness parameters of microreliefs of machined surfaces 
is proposed, which is based on digital processing of their halftone images. As a result of such processing, a two-dimensional 
correlation function is calculated, the parameters of which serve to identify the studied microrelief and, thereby, to measure 
its roughness. The results of using this method to measure the surface roughness parameters of the compressor blade of a gas 
turbine engine are presented. Conclusion. The prospects of using the optoelectronic method and digital processing of images of 
microreliefs of mechanically processed surfaces in order to quickly measure their roughness parameters are shown. An algorithm 
for calculating a two-dimensional correlation function has been developed, which characterizes the microrelief under study and 
by the characteristics of which it is possible to identify it, that is, to measure its roughness. At the same time, the negative influence 
of side uninformative factors on the results of measuring the parameters of the microrelief, in particular, fluctuations in the 
power of the light flux and the angle of its incidence on the surface under study, is also eliminated. The results of the application 
of the developed optoelectronic method for measuring the roughness parameters of the surface areas of the compressor blade of 
a gas turbine engine, which are identical to the results of measuring their roughness by GOST profile methods, are presented.

Keywords – measurement; surface; microrelief; image; standard; correlation; algorithm.
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